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１．概要（Summary） 

マイクロマシン (Micro Electro Mechanical System: 
MEMS)を独自に開発し , それを透過型電子顕微鏡

(Transmission Electron Microscopy: TEM)の内部で

動かせる実験系を構築した(Fig. 1). この実験系を用いる

事で, 試料をナノスケールで観察しながら機械特性・電気

特性・熱特性などを計測できる. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 1 MEMS Device and TEM folder 
 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 
高速大画面電子描画装置(アドバンテスト F5112) 

【実験方法】 
微細加工ナノテクノロジープラットフォーム東京大学拠

点にて、高速大画面電子描画装置とマスク作製用エッチ

ング装置を利用することでフォトマスクを作製した. 
作製したフォトマスクをもとに MEMS デバイスを作製し

た。MEMS デバイスはカンチレバーを静電アクチュエー

タで駆動させる設計(Fig. 2). 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

マイクロマシンの探針の先端に Ag を成膜し, Ag の凝

着・剥離の過程における変形を原子レベルの精度で観察

した(Fig. 3). 変形の観察と同時に摩擦力をサブ nN の精

度で計測した. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 MEMS Device for observation of nano 
contact 
 

 

 

 

 

    Fig. 3 TEM view of Ag nano-point contact 
４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
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